
  
図.１ シリコーン樹脂製平面電極。左：厚さ 100 μm の平面電極の外観。右：平面電極中央部の径 2 μm の小孔の 
走査電子顕微鏡写真。 
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※概要（Summary ）： 
筋や神経の活動に必須である機械感受性イオンチャ

ネルの電流を従来法よりも簡単に記録するため、伸展

可能な樹脂を用いた平面パッチクランプ法の開発を

行った。 
※実験（Experimental）： 
シリコンウエハー上に 1 μm x 1 μm, 2 μm x 2 μm, お
よび 4 μm x 4 μm x 3 cm の凸状のレールをマスクレ

ス露光装置を用いて形成し、これを鋳型として PDMS
樹脂の成型を行いパッチクランプ用の平面電極を作

成した。 
※結果と考察（Results and Discussion）： 
シリコーン樹脂を用いて厚さ 100 μm の薄膜を形成し、

その中心にそれぞれ直径 1、2、4 μm の小孔を開けて

平面電極を作成する技術を確立した（図.1）。体液の

組成を模したバス溶液と電極溶液を作成し、各々を平

面電極の表裏に滴下して両者間の電気抵抗を測定し

たところ、直径 4 および 2 μm の孔の電極抵抗値はそ

れぞれ 3.3 ± 1.9 および 12.2 ± 1.5 MΩであった。

この数値は、理論的に予測される抵抗値 3.75 および

15 MΩとほぼ一致した。 
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